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(57)摘要

本发明的目的在于提供一种直线位移传感

器的校准方法，以保证直线位移传感器的准确

性。具体为：将直线位移传感器与阿贝比长仪夹

持固定在一起；直线位移传感器与信号处理器连

接；信号处理器与数字万用表连接；阿贝比长仪

移动带动直线位移传感器探头移动，获得精确量

化的相同位移量；读取阿贝比长仪读数以及直线

位移传感器初始位置显示在数字万用表的读数；

使阿贝比长仪滑动轨道及置物台移动一个已知

量，由此带动直线位移传感器移动相同的位移

量，并在数字万用表上获得新的读数；两个读数

的差即为直线位移传感器位移变化引起电信号

的变化量；通过信号处理器的比例系数换算得到

直线位移传感器的位移量。该方法操作简单、方

便，适合推广应用。
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1.一种直线位移传感器的校准方法，所述直线位移传感器为电容式位移传感器、直线

可变差动变压器、磁致伸缩式传感器，其特征在于，包括以下步骤：

1)将阿贝比长仪的滑动轨道、置物台与防转动约束板设为移动部分，阿贝比长仪的基

准光杠与基座设为固定部分；使用紧固件将直线位移传感器与阿贝比长仪的固定部分夹持

固定在一起，固定位置使直线位移传感器探头接触到阿贝比长仪的任意移动部分，并保证

直线位移传感器探头轴向与阿贝比长仪移动方向一致或在其延长线上；

2)直线位移传感器与信号处理器连接并选择合适的放大倍数；

3)信号处理器与高精度数字万用表连接；

4)阿贝比长仪移动部分的移动带动直线位移传感器探头移动，获得精确量化的相同位

移量；阿贝比长仪移动的位移量引起直线位移传感器位移量的变化，通过信号处理器转换

为电信号传输给数字万用表；

5)分别读取阿贝比长仪读数以及直线位移传感器初始位置通过电信号显示在数字万

用表的读数①；旋转阿贝比长仪微动手轮，使其滑动轨道及置物台移动一个已知量，由此带

动直线位移传感器移动相同的位移量，并在数字万用表上获得新的读数②；

6)读数①与读数②的差即为直线位移传感器位移变化引起电信号的变化量；通过信号

处理器的比例系数可换算得到直线位移传感器的位移量。

2.按照权利要求1所述直线位移传感器的校准方法，其特征在于：所述紧固件为夹具或

钕铁硼磁铁吸附架。

3.按照权利要求1所述直线位移传感器的校准方法，其特征在于：阿贝比长仪移动部分

的移动带动直线位移传感器探头移动的位移量在位移传感器的电压-位移直线范围内。
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一种直线位移传感器的校准方法

技术领域

[0001] 本发明涉及直线位移传感器的校准，特别提供一种利用性能稳定的高精度机械光

学长度测量装置对直线位移传感器的校准方法。

背景技术

[0002] 直线位移传感器属于电磁感应线性器件，它的作用是把被测长度物理量转换为电

量。直线位移传感器种类繁多，其中LVDT(Linear  Variable  Differential  Transformer)

即线性可变差动变压器，通常应用于材料的热膨胀测量。

[0003] LVDT的准确性对于材料的热膨胀测量起着至关重要的作用。尤其某些低膨胀材

料，对LVDT的准确性要求更高。

[0004] LVDT由一个初级线圈，两个次级线圈，铁芯，线圈骨架，外壳等部件组成。LVDT工作

过程中，铁心的运动不能超出线圈的线性范围，LVDT的非线性值将影响热膨胀测量结果的

准确性。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种直线位移传感器的校准方法，以保证直线位移传感器

的准确性。

[0006] 为实现上述目标，本发明提供如下技术方案：

[0007] 一种直线位移传感器的校准方法，其特征在于，包括以下步骤：

[0008] 1)将阿贝比长仪的滑动轨道、置物台与防转动约束板设为移动部分，阿贝比长仪

的基准光杠与基座设为固定部分；使用紧固件将直线位移传感器与阿贝比长仪的固定部分

夹持固定在一起，固定位置使直线位移传感器探头接触到阿贝比长仪的移动部分，并保证

直线位移传感器探头轴向与阿贝比长仪移动方向一致或在其延长线上；

[0009] 2)直线位移传感器与信号处理器连接并选择合适的放大倍数；

[0010] 3)信号处理器与高精度数字万用表连接；

[0011] 4)阿贝比长仪移动部分的移动带动直线位移传感器探头移动，获得精确量化的相

同位移量；阿贝比长仪移动的位移量引起直线位移传感器位移量的变化，通过信号处理器

转换为电信号传输给数字万用表；

[0012] 5)分别读取阿贝比长仪读数以及直线位移传感器初始位置通过电信号显示在数

字万用表的读数①；旋转阿贝比长仪微动手轮，使其滑动轨道及置物台移动一个已知量，由

此带动直线位移传感器移动相同的位移量，并在数字万用表上获得新的读数②；

[0013] 6)读数①与读数②的差即为直线位移传感器位移变化引起电信号的变化量；通过

信号处理器的比例系数可换算得到直线位移传感器的位移量。如采用可直接读出长度值的

直线位移传感器(如数显直线位移传感器)，则无需换算，两次读数差即为数显直线位移传

感器的位移量。

[0014] 本发明所述该方法适用于校准不同类型的直线位移传感器，如电容式位移传感
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器、直线可变差动变压器、磁致伸缩式传感器。直线位移传感器可以与任何标准信号处理器

连接。直线位移传感器经过信号处理器可以与任何数字读数器、毫伏表、数显仪表或电脑采

集系统连接。

[0015] 本发明所述直线位移传感器的校准方法，其特征在于：所述紧固件为夹具或钕铁

硼磁铁吸附架，以起到固定夹持作用。

[0016] 本发明所述直线位移传感器的校准方法，其特征在于：阿贝比长仪移动部分的移

动带动直线位移传感器探头移动的位移量在位移传感器的电压-位移直线范围内。

[0017] 本发明提供了一种利用阿贝比长仪测量装置对直线位移传感器的校准方法，用于

校准直线位移传感器的线性度、重复性、基本误差、回程误差等重要指标，该方法可以校准

直线位移传感器的正、反两个行程方向，为材料工程和科学研究提供可靠数据。且该方法操

作简单、方便，适合推广应用。

附图说明

[0018] 图1为本发明实施例1所用装置结构简图。

[0019] 图2为本发明实施例2所用装置结构简图。

[0020] 图3为阿贝比长仪局部结构简图。

[0021] 附图标记：A、阿贝比长仪移动部分；B、阿贝比长仪固定部分；

[0022] 1、笔式直线位移传感器；2、钕铁硼磁铁吸附架；3、信号处理器；4、数字万用表；5、

数显直线位移传感器；6、夹具；B-1、基座；B-2、准直光杠；A-3、滑动轨道约束轴承；A-4、置物

台；A-5、紧固螺钉；A-6、防转动约束板；A-7、防转动约束轴承；A-8、滑动轨道。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述。

[0024] 一种直线位移传感器的校准方法，采用的装置包括阿贝比长仪、直线位移传感器、

信号处理器、紧固件、数字万用表。

[0025] 阿贝比长仪为高精度机械光学长度测量装置，其读数显微镜分度值达0.001mm(1μ

m)，可估读到0.5μm。如图1所示，阿贝比长仪的置物台A-4、防转动约束板A-6与滑动轨道A-8

设为移动部分A，阿贝比长仪的基准光杠B-2与基座B-1设为固定部分B。

[0026] 实施例1

[0027] (1)使用紧固件—钕铁硼磁铁吸附架2将笔式直线位移传感器1与阿贝比长仪的基

准光杠B-2固定夹持，固定位置使笔式直线位移传感器探头接触到阿贝比长仪的置物台A-4

边缘。保证笔式直线位移传感器探头轴向与阿贝比长仪移动方向一致。

[0028] (2)笔式直线位移传感器1与信号处理器3连接并选择合适的放大倍数。

[0029] (3)信号处理器3与数字万用表4连接。

[0030] (4)阿贝比长仪置物台A-4的移动将带动直线位移传感器探头移动，可获得精确量

化的相同位移量。阿贝比长仪移动的位移量引起直线位移传感器位移量的变化，通过信号

处理器转换为电信号传输给高精度数字万用表4。

[0031] (5)分别读取阿贝比长仪读数以及直线位移传感器初始位置通过电信号显示在高

精度数字万用表的读数①(阿贝比长仪读数：152.2230mm；数字万用表读数：+3.319V)。旋转
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阿贝比长仪微动手轮，使其置物台A-4移动一个已知量，由此带动笔式直线位移传感器1也

移动了相同的位移量，并在高精度数字万用表上获得新的读数②(阿贝比长仪读数：

152.2240mm；数字万用表读数：+3.324V)。

[0032] (6)读数①与读数②的差(数字万用表读数差：0.005V)即为笔式直线位移传感器1

位移变化引起电信号的变化量。通过信号处理器3的比例系数可换算得到笔式直线位移传

感器1的位移量(0.00125mm)。

[0033] 实施例2

[0034] (1)使用紧固件—夹具6将数显直线位移传感器5与阿贝比长仪的防转动约束板A-

6固定夹持，固定位置使数显直线位移传感器探头接触到阿贝比长仪的基准光杠B-2边缘。

保证数显直线位移传感器探头轴向与阿贝比长仪移动方向的延长线一致。

[0035] (2)数显直线位移传感器1与信号处理器3连接并选择合适的放大倍数。

[0036] (3)信号处理器3与数字万用表4连接。

[0037] (4)阿贝比长仪防转动约束板A-6的移动将带动数显直线位移传感器5移动，从而

引起数显位移传感器5探测量的改变，获得与阿贝比长仪相同的位移量。

[0038] (5)分别读取阿贝比长仪读数以及数显直线位移传感器5初始位置的读数①(阿贝

比长仪读数：151.2210mm；数显直线位移传感器读数：+1.991mm)。旋转阿贝比长仪微动手

轮，使其防转动约束板A-6移动一个已知量，由此带动数显直线位移传感器5也移动了相同

的位移量，并获得新的读数②(阿贝比长仪读数：151.2200mm；数显直线位移传感器读数：+

1.990mm)。

[0039] (6)读数①与读数②的差(数显直线位移传感器读数差：0.001mm)即为数显直线位

移传感器的位移变化量。

[0040] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人

士能够了解本发明的内容并据以实施，并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明

精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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图1

图2
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图3
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